Entwicklung von einem kombinierten optischen
Messsystem fur Prozessuberwachung und -
regelung bei der Laserbearbeitung von
mehrschichtigen Systemen

158 EN

Bisher gab es fiir den Bereich der Materialbearbeitung mit Hilfe von Lasern keine ganzheitliche Systemlésung
bei der zwei Messsysteme mit einer Laseranlage kombiniert werden konnten. Im Projekt wurde mit ADOPT
(ADaptive laser micro machining of multi-layer surfaces with inline OPTical metrology) eine Systemlésung
entwickelt, mit der erstmals beim Dinnschichtabtrag durch Laserstrahlung die Fertigung geometrischer
Strukturen mit der genauen Detektion von Materialibergéangen verbunden werden kann. Der Laserprozess kann
damit Uber die geometrischen Daten schichtweise gesteuert werden. Bei materialspezifischen signifikanten
Ubergangen kann in Mehrschichtsystemen so die Ablation von den darunter liegenden Schichten vermieden
werden.

Dieses Inline-Messsystem ist besonders interessant fir Produktionsprozesse in der Halbleiterindustrie und bei
der Fertigung von Lithium-lonen-Akkumulatoren sowie von Photovoltaikzellen. Generell kdnnen aber alle
Anwender, die bei der Materialbearbeitung Laser einsetzen, von der ADOPT-Technologie stark profitieren.

Bearbeitet wurde das Forschungsthema vom 5/16 bis 07/18 bei der Fraunhofer Gesellschatt e.V.,
Fraunhofer-Institut fiir Produktionstechnologie IPT (SteinbachstraBe 17, 52074 Aachen, Tel. 0241/8904-
113) unter der Leitung von Dipl.- Phys. Niels Kdénig (Leiter der Forschungseinrichtung Prof. Dr.-Ing. F.Klocke
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